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요약
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대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

진공처리 유니트 및 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 의한 진공처리 유니트의 한 실시예를 나타낸 평면도.

제2도는 제1도의 진공처리 유니트의 시료 반송 장치의 사시구성도.

제3도는  제1도의  진공처리  유니트를  2유니트로  연설한  진공처리  장치의  시료  반송  장치의  사시 구성
도.

제4a도 내지 제4c도는 2유니트 진공처리 장치에서의 시료 처리 모드도.

제5a도와 제5b도는 3유니트 진공처리 장치에서의 다른 시료 처리 모드도.

제6도는 본 발명의 진공처리 유니트의 다른 실시예를 나타내는 평면도이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 버퍼실                               20 : 처리실

30 : 기판                                  21 : 기판전극

40,41 : 제1의 진공 개폐장치     50,51 : 제2의 진공 개폐장치

9-1

특1990-0004872



60 : 진공예비실                        70,71 : 카세트

130 : 카세트 승강장치               131 : 카세트 테이블

140 : 시료인수 및 인도장치       141 : 시료테이블

150,160 : 아암 반송장치           151,161 : 시료 들어올림기구

152,162 : 아암                         153,163 : 펄스모터

132 : 승강로드                          24 : 핀

170 : 위치 결정장치

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  진공처리  유니트  및  장치에  관한  것으로,  특히  플라즈마  에칭장치,  반응성  스패터 에칭장
치,  마이크로파  에칭  장치로서  대표되는  드라이  에칭장치나,  플라즈마  DVD장치,  스패터  장치등의 반
도체 집적회로 소자의 제조에 적합한 진공처리 유니트 및 장치에 관한 것이다.

최근에  반도체  집적회로  소자  제조  프로세스  기술의  진보는  대단하며,  예를들면,  드라이  에칭 장치
에  있어서의  1㎛패턴을  처리하는  기종이  나타나  주목을  받고  있다.  이와같은  미세화가  진행됨에 따
라  반도체  소자  기판(이하  기판이라  약칭함)은  대경하되고,  그에  따라서  반도체  제조장치의 점유바
닥면적당의  생산고(시간당의  기판처리매수)를  향상시키는  것과  제조  프로세스  기술의  다양화에 따르
는 것이 커다란 과제로 되어 있다.

이와같은  요구를  해결하기  위해서는  장치를  소형화하는  동시에  복수의  처리실을  사용하여  다목적 처
리를  행하는  것이  필요하며,  더구나  프로세스  변경이나  라인  변경에  대응하여  처리실수를  자유로이 
바꾸어 시스템을 구성 또는 편성할 수 있는 천공처리 모듈이 요구되어 왔다.

이에  대하여  종래의  예를들면  일본국  특개소  57-128928호  공보에  공개되어  있는바와  같이  처리실과 
대기중의  기판  반송  라인을  결합한  모듈을  증설할  수  있는  형태로서는  청정도가  나쁜  대기속을  거쳐 
기판이  다음의  처리실에  반송되므로,  처리  도중에서  다음의  처리실에  처리를  인계하는  프로세스 공
정에  적용은  부적당하다.  또  예를들면  일본국  소  57-39430호  공보에  공개되어  있는바와  같은  몇개의 
처리실과  하나의  버퍼실의  사이로  기판이  반송되어서  연속적으로  처리되는  것과  같은  형태로서는 처
리실수가  고정되며  프로세스  변경이나  라인변경에  대응하여  처리실수를  변경하거나  하는  자유도가 
없어서 사용하기가 곤란하다는 문제점을 가지고 있다.

본  발명의  목적은  프로세스  변경이나  라인  변경에  대응하여  처리실수를  자유로이  변경하여  시스템을 
구성 혹은 편성할 수 있는 진공처리 유니트 및 장치를 제공하는 것에 있다.

본  발명은  진공  배기가능한  버퍼실과,  그  버퍼실에  연통  가능하게  설치된  처리실과,  버퍼실의  안에 
설치된  제1의  시료반송장치와,  그  장치에  대응하여  버퍼실에  설치된  진공  개폐  장치와,  버퍼실에 진
공  개폐장치를  통하여  구비설치된  진공예비실과,  그  진공예비실과  제1의  시료반송장치와의  사이에서 
진공  개폐장치를  통해  시료를  반송하는  제2의  시료반송장치와,  제1의  시료반송장치와  처리실과의 사
이에서  시료를  반송하는  제3의  시료반송장치를  구비한  진공처리  유니트로  한  것이며,  진공 개폐장치
를  통하여  복수유니트를  연설  가능하게  하는  것이고,  진공처리  장치를  프로세스  변경이나 라인변경
에  대응하여  진공처리실수를  자유롭게  변경시켜서  시스템을  구성  혹은  편성할  수  있는  장치로 고안
한 것이다.

본 발명의 한 실시예를 제1도 내지 제5도에 의거하여 상세히 설명한다.

제1도에서  진공처리  유니트는  진공  배기  가능한  버퍼실(10)과,  버퍼실(10)에  연통  가능하게  설치된 
처리실(20)과,  시료이  기판(30)을  화살표(A)방향으로  반송  가능하게  버퍼실(10)안에  설치된  제1의 
시료  반송장치(도시생략)와,  이  경우  제1의  시료  반송장치의  양단부에  대응하여  버퍼실(10)의 측면
에  설치된  게이트  밸브  또는  칸막이  기구등의  제1의  진공  개폐장치(40),(41)와,  이  경우  제1의  진공 
개폐장치(40),(41)가  설치된  측벽과  직각을  이루고  제1의  시료  반송장치를  사이에  두고 처리실(20)
과  대응하는  측벽에  설치된  게이트  밸브  등의  제2의  진공  개폐장치(50),(51)를  통하여  버퍼실(10)에 
구비설치된  진공예비실(60)과,  이  진공예비실(60)과  제1의  시료  반송장치의  사이에서  제2의  진공 개
폐장치(50),(51)를  통하여  기판(30)을  화살표(B),(C)방향으로  반송하는  제2의  시료 반송장치(도시생
략)와,  제1의  시료  반송장치의  시료반송  경로상에서  또한  처리실(20)에  대응하여  설치된  시료인수 
및  인도장치(도시생략)와,  제1의  시료반송장치(도시생략)와  처리실(20)의  사이에서  기판(30)을 화살
표(D)방향으로  반송하는  제3의  시료반송장치(도시생략)를  가지고  있다.  또한  이  경우 진공예비실
(60)에는  기판  카세트(70),(71)를  승강  구동하는  카세트  승강장치(도시생략)의  카세트 테이블(도시
생략)이  승강  가능하게  제2의  진공  개폐장치(50),(51)와  대응하여  설치되어  있다.  제1  내지  제3의 
시료 반송장치 및 시료 인수 및 인도장치 등을 제2도에 더욱 상세히 설명한다.

제2도에서 제1의 시료 반송장치는 벨트 반송장치(80)이며, 벨트 반송장치(80)는 그 전체를 
승강장치,  예를들면  실린더(81)로  승강구동되는  동시에  모터(82)로  벨트(83)를  회전구동시킨다. 제2
의  시료  반송장치는  제2의  진공  개폐장치(50),(51)를  사이에  두고  진공예비실(60)에  설치된  벨트 반
송장치(90),(100)와,  버퍼실(10)에  설치된  벨트  반송장치(110),(120)이다.  벨트  반송장치(90)의 풀
리(91),(92)에  무단으로  감겨  걸려진  벨트(93)는  카세트  승강장치(130)의  카세트  테이블(131)에 대
응하고,  또한  카세트  테이블(131)이  최고  위치까지  상승케된  시점에서도  그  위쪽에  위치하도록 설치
되어  있다.  벨트(93)는  모터(94)로  회전  구동된다.  벨트  반송장치(110)는  모터(111)로  벨트(112)를 
회전구동시킨다.  벨트  반송장치(110)의  벨트  반송장치(80)측의  단부는  벨트  반송장치(80)의 벨트
(83)의  한쪽의  승강  움직임을  저해하지  않도록  이  경우  V자형으로  절곡되며,  최종단의  풀리(113)는 
벨트  반송장치(80)의  벨트(83)와  (83)사이에  위치하도록  설치되어  있다.  또한  벨트  반송장치(90)의 
벨트(93)와  벨트  반송장치(110)의  벨트(112)는  동일한  높이이다.  벨트  반송장치(90)와  벨트 반송장
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치(110)와의  제2의  진공  개폐장치(50)측단의  간격은  기판(30)의  인도  및  인수에  지장이  없는  크기로 
되어  있다.  벨트  반송장치(100)의  풀리(101),(102)와  이  풀리(101),(102)에  무단으로  감겨  걸려진 
벨트(103)는  벨트  반송장치(90)와  동일하게  설치되고,  벨트(103)는  모터(104)로  회전  구동된다. 벨
트  반송장치(120)는  모터(121)로  벨트(122)를  회전  구동할  수  있고,  벨트  반송장치(120)의  벨트 반
송장치(80)측의  단부는  벨트  반송장치(110)의  경우와  같이  벨트  반송장치(80)의  벨트(83)의  한쪽의 
승강  움직임을  저해하지  않도록  V자형으로  절곡되어  최종단의  풀리(123)는  벨트  반송장치(80)의 벨
트(83)과  (83)사이에  위치하도록  설치되어  있다.  또한  벨트  반송장치(100)의  벨트(103)와  벨트 반송
장치(120)의  벨트(122)는  동일한  높이이며,  벨트  반송장치(100)와  벨트  반송장치(120)와의  제2의 진
공  개폐장치(51)측단의  간격은  기판(30)의  인수  및  인도에  기장이  없는  크기로  되어  있다.  또  벨트 
반송장치(110)의  풀리(113)와  이  풀리(113)에  대응하는  풀리(114)와의  간격은  기판(30)의  낙하를 방
지하고  양호하게  인수  및  인도하기  가능한  크기이며,  벨트  반송장치(120)의  풀리(123)와  이 풀리
(123)에  대응하는  풀리(124)와의  간격도  동일한  크기이다.  또한  벨트  반송장치(80)는  벨트(83)의 높
이가  벨트  반송장치(110),(120)의  벨트(112),(122)의  높이  이하  또는  이상이  되도록  승강구동된다. 
시료인수  및  인도장치(140)는  벨트  반송장치(80)의  벨트(83)와  (83)사이의  칫수보다  작은 시료테이
블(141)과  승강장치  예를들면  실린더(142)로  구성되어  있다.  시료테이블(141)은  처리실(20)과 대응
하는  위치에서  이  경우  벨트  반송장치(110),(120)의  사이의  위치에서  벨트  반송장치(80)의 벨트(8
3)사이를  통과하여  실린더(142)로  승강가능하게  설치되어  있다.  제3의  시료  반송장치는  아암 반송장
치(150),(160)이다.  아암  반송장치(150)는  시료  들어올림기구(151)와  아암(152)  그리고  회동장치 예
를들면  펄스모터(153)로  구성되어  있다.  펄스모터(153)는  벨트  반송장치(80)와  처리실(20)의 사이에
서  또한  시료  인수  및  인도장치(140)의  시료테이블(141)의  중심과  처리실(20)의  기판전극(21)의 중
심을  연결하는  선의  한쪽의  측부(제2도에서는  좌측)에  설치되며,  펄스모터(153)에는  아암(152)의 일
단이  설치되어  있다.  아암(152)의  타단에는  시료  들어올림기구(151)가  설치되어  있다.  또  아암 반송
장치(160)는  시료  들어올림기구(161)와  아암(162)  그리고  회동장치  예를들면  펄스모터(163)로 구성
되어  있다.  펄스모터(163)는  벨트  반송장치(80)와  처리실(20)과의  사이에서  또한  시료  인수  및 인도
장치(140)의  시료테이블(141)의  중심과  처리실(20)의  기판전극(21)의  중심을  연결하는  선의  다른쪽 
측부(제2도에서는  우측)에  설치되고,  펄스모터(163)에는  아암(162)의  일단이  설치되어  있다. 아암
(162)의 타단에는 시료 들어올림기구(161)가 설치되어 있다. 이 경우, 시료 들어올림기구
(151),(161)  및  아암(152),(162)의  칫수는  시료테이블(141)과  기판전극(21)에  기판(30)이  놓여  있을 
경우  시료  들어올림기구(151),(161)로  들어올릴  수  있는  크기이다.  또  아암(152),(162)는  시료 들어
올림기구(151),(161)로  기판(30)을  시료테이블(141)과  기판(21)과의  사이에서  반송  가능하게 펄스모
터(153),(163)로  각각  부분  회동된다.  또한  이  경우  아암(152),(162)의  동작  평면은  아암(152)이 상
면,  아암(162)이  하면으로  서로  다르며,  예를들면  반송장치(150)로  기판(30)을  시료테이블(141)로 
반송하는  것을  저해하지  않게  되어있다.  카세트  승강장치(130)는  카세트  테이블(131)과,  이  카세트 
테이블(131)에  매달려  설치되어  하단부에  나사가  형성된  승강로드(132)와,  모터(133)로  회동 구동되
는  기어(134)와,  이  기어(134)에  맞물려  설치되는  동시에  승강로드(132)의  하단부에  맞물려  설치된 
기어(135)로 구성되어 있다.

기판전극(21)은  랙크·피니온  기구(22)를  거쳐  모터(23)의  회동에  의해  승강  구동된다.  또 기판전극
(21)의  중심부에는  기판지용의  핀(24)이  승강장치  예를들면  실린더(25)로  승강  가능하게  설치되어 
있다.  핀(24)은  그  표면이  기판전극(21)의  표면이하로  되는  위치와,  아암  반송장치(150),(160)의 시
료 들어올림기구(151),(161)와 기판(30)을 인수 및 인도가 가능한 위치와의 사이에서 승강 
구동된다.

제1도와 제2도에서 나타나는 진공 처리장치로는 다음과 같은 기판처리를 행할 수가 있다.

우선  제2도의  진공  개폐장치(50)에  대응하는  카세트  테이블(131)은  최상부에  상승케되고,  제2의 진
공  개폐장치(51)에  대응하는  카세트  테이블(도시생략)은  최하부에  하강케  된다.  제2의  진공 개폐장
치(50),(51)가  예를들면  실린더(52),(53)의  구동에  의해  폐쇄되어  버퍼실(10)과  진공예비실(60)과의 
연통을  기밀하게  차단시키는  동시에  제1의  진공  개폐장치(40),(41)가  폐쇄  또는  칸막이  되어서 버퍼
실(10)과  외부와의  연통도  기밀하게  차단된다.  이  상태에서  버퍼실(10)은  진공 배기장치(도시생략)
를  작동시키는  것으로  소정입력으로  감압배기된다.  한편,  진공예비실(60)에는  외부가  대기측일 경우
는  진공예비실(60)에  설치된  문  등의  대기진공  개폐장치(도시생략)를  개방함으로써  소정  매수의 기
판(30)이  장전된  기판  카세트(이하  공급카세트라고  약칭함)(70)와  기판회수용의  빈  기판 카세트(이
하  회수카세트라고  약칭함)(71)가  반입되어서,  공급카세트(70)는  제2의  진공  개폐방치(50)에 대응하
는  카세트  테이블(131)에,  회수카세트(71)는  제2의  진공  개폐장치(51)에  대응하는  카세트  테이블에 
제각기  놓여진다.  그후  대기  진공  개폐장치가  폐쇄되어  진공예비실(60)은  진공 배기장치(도시생략)
로  버퍼실(10)의  압력과  같은  정도의  압력까지  감압  배기된다.  그후,  실린더(52)의  구동에  의해 제2
의  진공  개폐장치(50)가  개방되고,  이에  따라  버퍼실(10)과  진공예비실(60)은  연통  상태로  된다  이 
상태하에서  모터(133)를  구동하면  카세트  테이블(131)을  1피치분  하강시킴으로써  공급카세트(70)에 
이  경우  카세트의  최하부에  장전된  기판(30)은  피처리면을  상부로  향한  수평자세로  벨트(93)에 놓여
진다.  그후  모터(94)에  의해  벨트(93)를  회전  구동함으로써  벨트(93)에  놓여진  기판(30)은  제2의 진
공  개폐장치(50)측에  반송되며,  모터(11)에  의해  회전  구동되고  있는  벨트(112)에  제2의  진공 개폐
장치(50)를  통하여  공급된다.  벨트(112)에  공급된  기판(30)은  벨트  반송장치(80)측에  반송된다. 또
한  이때  벨트(83)의  높이가  벨트(112)의  높이  이하로  되도록  벨트  반송장치(80)전체는  실린더(81)에 
의해  강하되도록  되어  있다.  그후  기판(30)이  풀리(113),(114)에  걸릴  정도로  반송되어온  시점에서 
벨트(83)의  높이가  벨트(112)의  높이  이상이  되도록  벨트  반송장치(80)전체는  실린더(81)에  의해 상
승하게  되며,  이에  따라서  기판(30)은  벨트(112)로부터  벨트(83)에  피처리면을  상부로  향한 수평자
세로  공급된다.  벨트(83)에  공급된  기판(30)은  모터(82)의  구동에  의해  시료테이블(141)에  대응하는 
위치까지  반송된  후에  예를들면  위치결정장치(17)로  배치면을  맞추게  되고,  다음에  실린더(142)로 
시료테이블(141)을  상승시킴으로써  시료테이블(141)에  수취된다.  그후  기판(30)은  예를들면  시료 들
어올림기구(151)에  공급되고,  펄스모터(153)로  아암(152)을  처리실(20)측으로  회전구동  함으로써 버
퍼실(10)을 거쳐 처리실(20)의 기판전극(21)의 위쪽에 피처리면을 상부로 향한 수평자세로 
반송된다.  그후,  핀(24)을  실린더(25)로  상승시킴으로써,  시료  들어올림기구(151)에  있는 기판(30)
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은  핀(24)에  수취된다.  그후,  기판(30)을  핀(24)에  공급한  시료  들어올림기구(151)는 처리실(20)밖
의  버퍼실(10)로  물러나  피하게  된다.  그후  핀(24)을  그  표면이  기판전극(21)의  표면이하로  되도록 
실린더(25)를  하강시킴으로써,  기판(30)은  핀(24)으로부터  기판전극(21)에  공급되어  놓여진다.  그후 
칸막이용의  플랜지(180)와  이  플랜지(180)의  이면과  버퍼실(10)의  저벽에  걸쳐서  설치된 벨로우즈
(181)와  플랜지(180)를  승강  구동하는  승강장치  예를들면  실린더(182)로  구성되는 칸막이장치(183)
에  의해  버퍼실(10)과  처리실(20)은  구분된다.  이  상태에서  우선  기판전극(21)과  이  기판전극(21)의 
위쪽으로  대향하여  처리실(20)에  설치된  대향전극(도시생략)의  전극간격은  모터(23)를  구동함으로써 
적정간격으로  조절된다.  그후  처리실(20)에는  유량이  조절된  프로세스  가스가  도입되는  동시에  진공 
배기장치(도시생략)의  구동에  의해  처리실(20)의  압력은  처리압력으로  조정된다.  그후  예를들면 기
판전극(21)에  접속된  전원  예를들면  고주파  전원(도시생략)으로부터  기판전극(21)에  고주파  전력을 
인가함으로써  대향전극과  기판전극(21)의  사이에는  글로우  방전에  생기고,  그  방전에  의해  프로세스 
가스는  플라즈마화  된다.  이  플라즈마에  의해  기판전극(21)에  놓여진  기판(30)은  에칭  처리등 소정
처리된다.  이  동안  공급카세트(70)로부터  상기한  조작에  의해  기판(30)이  꺼내져  벨트 반송장치
(110),(80)로  반송되어서  시료테이블(141)에  공급되며,  배치면이  맞추어진  후에  시료 들어올림기구
(151)에  공급된다.  처리실(20)에서의  처리가  종료된  후에  칸막이  장치(183)에  의한  버퍼실(10)과 처
리실(20)의  칸막이는  해제되고,  처리실(20)은  버퍼실(10)과  다시  연통케된다.  그후  기판전극(21)은 
소정위치까지  강하되고  실린더(25)로  핀(24)을  상승시킴으로써  처리가  끝난  기판(30)은 기판전극
(21)에서  제거되며,  핀(24)에  공급된다.  그후,  시료  들어올림기구(161)를  핀(24)에  공급된 기판(3
0)의  이면에  대응하는  위치까지  회전시킨  후에  핀(24)을  실린더(25)로  하강시킴으로써,  처리가  끝난 
기판(30)은  시료  들어올림기구(161)공급된다.  그후  시료  들어올림기구(151)에  공급된  기판(30)은 시
료테이블(141)에서  기판전극(21)으로  또  시료  들어올림기구(161)에  공급된  처리가  끝난  기판(30)은 
기판전극(21)에서  시료테이블(141)로  각각  반송된다.  기판전극(21)에  반송된  기판(30)은  상기한 조
작에  의해  소정처리된다.  이  동안,  시료테이블(141)에  반송된  처리가  끝난  기판(30)은 시료테이블
(141)을 실린더(142)로 하강시킴으로써 벨트 반송장치(80)의 벨트(83)에 공급되며, 그후 벨트
(83),(122)의  모터(82),(121)에  의한  회전  구동으로  제2의  진공  개폐장치(51)측에  반송된다.  또한 
벨트(83)에서  벨트(122)로  처리가  끝난  기판(30)의  인수  및  인도는  벨트(112)로에서  벨트(83)로 기
판(30)의  인수  및  인도와  반대  조작에  의해  행하여진다.  실린더(53)의  구동에  의해  제2의  진공 개폐
장치(51)가  개방되고,  모터(104)에  의해  벨트(103)를  회전  구동함으로써,  제2의  진공 개폐장치(51)
측에  반송되어온  처리가  끝난  기판(30)은  제2의  진공  개폐장치(51)를  통하여  진공예비실(60)에 반압
되며,  그후  카세트  테이블을  1피치분  상승시킴으로써  회수카세트(71)에  회수된다.  또 공급카세트
(70)로부터는  상기한  조작에  의해  기판(30)이  꺼내져서  벨트  반송장치(110),(80)로  반송되며, 배치
면이 맞추어진 후에 시료테이블(141)에서 시료 들어올림기구(151)에 공급된다.

이상과  같은  조작을  반복하여  실시함으로써,  공급카세트(70)로부터는  기판(30)이  1매씩  꺼내지며 진
공예비실(60)로부터  버퍼실(10)을  거쳐  처리실(20)에  반송되고,  처리실(20)에서  1매씩  처리되며 처
리가  끝난  기판(30)은  처리실(20)로부터  버퍼실(10)을  거쳐  진공예비실(60)로  반송되어  1매씩 회수
카세트(71)에 회수된다.

제3도는  제1도와  제2도에  나타낸  진공처리  유니트를  1유니트로서  제1의  진공  개폐장치(40),(41)를 
통하여  2유니트를  연이어  설치한  경우의  예를  나타내는  것이다.  또한  제3도에서의  구성  부품을 제2
도의  그것과  모두  동일하며,  따라서  구성  작용  등의  설명은  생략한다.  제3도에서  나타내는  진공처리 
장치로서는 제4a도 내지 제4c도에 나타내는 바와같이 기판처리를 행할 수가 있다.

즉  제4a도에  나타내는  바와같이  기판(30)이  연이어  설치된  진공처리장치의  2개의  처리실(20)에서 연
속처리하는  것도,  제4b도에  나타내는  바와같이  기판(30)을  연이어  설치된  진공처리장치의  2개의 처
리실(20)에서  병렬  처리하는  것도,  제4c도에  나타내는  바와같이  기판(30)을  연이어  설치된 진공처리
장치마다  처리실(20)에서  병렬처리하는  것도  가능하다.  또한  이와같은  기판처리모드로  제4a,b도에 
나타내는  기판처리  모드의  경우  전단의  진공처리  유니트의  진공예비실(60)에 공급카세트(도시생략)
를  최소한  1개  장착하고,  후단의  진공처리  유니트의  진공예비실(60)에  회수카세트(도시생략)를 최소
한  1개  장착하도록  한다.  또  제4c도에  나타나는  기판처리  모드의  경우,  각  진공처리  유니트의 진공
예비실(60)에  공급카세트(도시생략)와  회수카세트(도시생략)를  각  1개  장착하도록  한다.  또  제1도와 
제2도에서  나타낸  진공처리  유니트를  1유니트로  하여  제1의  진공  개폐장치(40),(41)를  통하여 2유니
트를  연이어  설치하였을  경우  각  진공처리  유니트에  있어서의  기판(30)의  반송은  버퍼실(10)을 거침
으로써 행하여진다.

또한  제1도,  제2도에서  나타낸  진공처리  유니트를  1유니트로  하여  제1의  진공  개폐장치(40),(41)를 
통하여  3유니트  이상  연이어  설치하였을  경우  제4도에  나타내는  바와같은  기판처리  모드에  더하여 
제5a,b도에 나타낸 바와같은 기판처리를 행할 수가 있다.

즉,  제5b도에  나타낸  바와같이,  기판(30)을  연이어  설치된  진공처리  장치의  전단의  진공처리 유니트
의  처리실(20)과  이  경우는  중단의  진공처리  유니트의  처리실(20)에서  우선  병행처리하고  계속해서 
후단의  진공처리  유니트의  처리실(20)에서  연속  처리하는  것도,  또  제5b도에  나타낸  바와같이 기판
(30)을  연설된  진공처리  장치의  전단의  진공처리  유니트의  처리실(20)에서  처리하며,  그리고  중단과 
후단의  진공처리  유니트의  처리실(20)에서  병행처리  할  수도  있다.  또한  이와같은  기판처리  모드의 
경우  전단의  진공처리  유니트의  진공예비실(60)에  공급카세트(도시생략)를  2개  장착하고,  후단의 진
공처리  유니트의  진공예비실(60)에  회수카세트(도시생략)를  2개  장착하도록  한다.  또  각  진공처리 
유니트의  처리실(20)에서  기판(30)을  병행처리할  경우는  전단의  진공처리  유니트의 진공예비실(60)
에  회수카세트를  적어도  1개  장착하며,  후단의  진공처리  유니트의  진공예비실(60)에  회수카세트를 1
개  장착하도록  한다.  또  각  진공처리  유니트의  처리실(20)에서  기판(30)을  병행처리할  경우는 전단
의  진공처리  유니트의  진공예비실(60)에  공급카세트를  적어도  1개  장착하며,  후단의  진공처리 유니
트의  진공예비실(60)에  회수카세트를  적어도  1개  장착하도록  한다.  이상과  같은  경우는  진공처리 유
니트에  설치된  진공예비실  및  제2의  진공  개폐장치가  필요없게  된다.  또  각  진공처리  유니트를 독립
시켜  각각의  처리실에서  기판을  병행  처리할  경우는  각  진공처리  유니트의  진공예비실에 공급카세트
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와  회수카세트를  각  1개  장착하도록  한다.  또  제1도와  제2도에서  표시되는  진공처리  유니트를 1유니
트로  하여  제1의  진공  개폐장치(40),(41)를  통하여  3유니트  이상  연이어  설치하였을  경우라도  각 진
공처리 유니트에 있어서의 기판(30)의 반송은 버퍼실(10)을 거침으로써 행하여진다.

본 실시예에서는 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

(1)  프로세스  변경이나  라인  변경에  대응하여  처리실수를  자유로이  변경시켜서  시스템을  구성  혹은 
편성할 수 있다.

(2)  기판은  진공  배기되어  있는  버퍼실을  거쳐  다음의  처리실에  반송되기  때문에,  처리도중에서 다
음의 처리실에 처리를 인계하는 프로세스 공정에 문제없이 적용된다.

(3)  제2의  시료  반송장치의  제3의  시료  반송장치를  평행으로  하고  진공처리  유니트의  전면  가로의 
폭을 작게할 수가 있으며, 다수의 유니트 구성을 용이하게 할 수 있다.

(4)  진공예비실을  진공  배기  가능한  카세트실로  하고  있으므로  진공처리  유니트의  안속까지의  깊이 
칫수를  작게할  수  있고,  많은  유니트  시스템에서는  1유니트에  2개의  카세트를  장착하는  것도 가능하
며, 생산고 향상시 카세트 장착시간 간격을 길게할 수가 있다.

(5)  제3의  시료  반송장치로서  동작  평면이  다른  아암  반송  장치를  사용하고  있으므로,  처리실에의 
기판의 반입과 반출을 동시에 행할 수 있으므로, 생산고를 향상할 수 있다.

(6)  다수  유니트에  의한  연속  처리  혹은  병행처리가  가능하게  되기  때문에,  진공처리  장치의 소형화
와 함께 바닥면적당의 생산고를 향상시킬 수 있다.

(7)  버퍼실에  설치되는  진공  개폐장치의  개구면적은  기판이  1매  통과  가능한  면적이면되고,  따라서 
다수  유니트의  경우,  진공처리  유니트  사이에서의  잔류  프로세스  가스의  혼합이  거의  생기지  않기 
때문에,  각  진공처리  유니트에서의  프로세스  가스에  대한  독립성을  확보할  수  있다.  또한  진공처리 
유니트의  안속까지의  깊이  칫수를  작게하고,  더욱이  다른  장치와의  연속  일괄처리를  목표로  할 경우
는  제6도에  나타낸  바와같이  진공예비실(60')을  예를들면  제1의  진공  개폐장치(40)를  통하여 버퍼실
(10)에 구비설치하는 동시에, 화살표(A)방향으로 기판(30)을 반송하는 제1의 시료

반송장치인  벨트  반송장치(도시생략)와의  사이에서  제1의  진공  개폐장치(40)를  통해 화살표(E)방향
으로  기판(30)을  인수  및  인도가  가능하게  제2의  시료  반송장치인  벨트  반송장치(도시생략)를 진공
예비실(60')에 설치하도록 한다. 이 경우 제2의 진공 개폐장치는 불필요하다.

이상  설명한  실시예에서는  진공예비실을  공급카세트와  회수카세트가  외부로부터  반입되어서 장착되
도록  한  진공예비실로  되어  있으나,  특히  이와  같은  진공예비실로  한정할  필요는  없다.  예를들면, 
공급카세트와  회수카세트를  진공예비실에  장착하고  공급카세트에  외부로부터  소정매수  기판을 장전
하는  동시에,  회수카세트에  회수된  기판을  회수카세트로부터  꺼내어서  외부에  반출하도록  하여도 된
다.  또  제1의  시료  반송장치는  벨트  반송장치외에  기판을  버퍼실에  설치된  진공  개폐장치와의 사이
에서 반송하도록 되어 있는 것이면 좋다.

또  제2의  시료  반송장치는  벨트  반송장치외에  예를들면  아암이  직진하는  아암  반송장치  또는  아암이 
회동하는 아암반송장치 등을 사용하여도 좋다.

본  발명은  이상  설명한  바와같이  진공  배기가능한  버퍼실과,  그  버퍼실에  연통  가능하게  설치된 처
리실과,  버퍼실  안에  설치된  제1의  시료  반송장치와,  그  제1의  시료  반송장치에  대응하여  버퍼실에 
설치된  진공  개폐장치와,  버퍼실에  진공  개폐장치를  통하여  구비설치된  진공예비실과,  그 진공예비
실과  제1의  시료  반송장치와의  사이에서  진공  개폐장치를  통해  시료를  반송하는  제2의  시료 반송장
치와,  제1의  시료  반송장치와  처리실과의  사이에서  시료를  반송하는  제3의  시료  반송장치를  구비한 
진공처리  유니트로  한  것이며,  그  진공처리  유니트를  제1의  시료  반송장치에  대응하여  버퍼실에 설
치된  진공  개폐장치를  통하여  여러개  유니트를  연이어  설치할  수  있고,  프로세스  변경이나  라인 변
경에 대응하여 처리실 수를 자유로 바꾸어 시스템을 구성 혹은 편성할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

진공하에서  시료(30)를  처리하는  처리실(20)과,  이  처리실(20)이  연통가능토록  설치된  감압배기 가
능한  버퍼실(10)과,  이  버퍼실(10)에  진공  개폐수단(50,51)을  거쳐  설치된  진공예비실(60)과,  이 진
공예비실(60)내와  상기  버퍼실(10)내의  사이  그리고  상기  버퍼실(10)내  그리고  버퍼실(10)내와  상기 
처리실(20)  내의  서이에  상기  시료(30)를  반송하는  시료반송수단(A-D)을  구비하고,  상기  진공 개폐
수단(50,51)이  설치된  위치와는  상이한  위치이며  상기  버퍼실(10)내에서  시료(30)를  반송하는  시료 
반송수단(A)과  버퍼실(10)외와의  사이에서  상기  시료(30)의  인도  및  인수가  가능하도록  하는 위치에
서  개폐  가능하도록  구성된  개구(40,41)를  상기  버퍼실(10)에  설치한  것을  특징으로  하는  진공처리 
유니트.

청구항 2 

제1항에  있어서,  상기  시료반송수단(A-D)이  상기  시료(30)를  피처라면  상향  수평자세로  반송 가능하
도록 한 수단(80,90,100,110,120,150,160)인 것을 특징으로 하는 진공처리 유니트.

청구항 3 

제2항에  있어서,  상기  진공예비실(60)내와  버퍼실(10)내와의  사이  그리고  상기  버퍼실(10)내에서 시
료(30)를  반송하는  시료반송수단(A-C)을  벨트  반송장치(80,90,100,110,120)로  하고,  상기 버퍼실
(10)내와  처리실(20)내와의  사이에서  시료(30)를  반송하는  상기  시료  반송수단(D)을  아암 반송장치
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(150,160)로 한 것을 특징으로 하는 진공처리 유니트.

청구항 4 

제3항에  있어서,  상기  아암  반송장치(150,160)를  시료  들어올림기구(151,161)와,  그  시료 들어올림
기구(151,161)가  일단에  설치된  동작  평면이  다른  2개의  아암(152,162)과,  그  아암(152,162)을  그 
타단을  중심으로  하여  각각  부분  회동시키는  회동장치(153,163)로  구성한  것을  특징으로  하는 진공
처리 유니트.

청구항 5 

진공하에서  시료(30)를  처리하는  처리실(20)과,  이  처리실(20)이  연통  가능하도록  설치되어  있는 감
압배기  가능한  버퍼실(10)과,  이  버퍼실(10)에  진공  개폐수단(50,51)을  거처  설치되어  있는 진공예
비실(60)과,  이  진공예비실(60)내와  상기  버퍼실(10)내와의  사이  그리고  이  버퍼실(10)내와  상기 처
리실(20)내와의  사이에서  상기  시료(30)를  반송하는  시료  반송수단(A-D)을  구비하여,  상기  진공 개
폐수단(50,51)이  설치되어  있는  위치와는  상이한  위치이며  상기  버퍼실(10)내에서  시료(30)를 반송
하는  상기  시료  반송수단(A)과  버퍼실(10)외와의  사이에는  시료(30)의  인수  및  인도를  가능하게 하
는  위치에서  개폐가능한  개구(40,41)를  상기  버퍼실(10)에  마련한  진공처리  유니트를  상기 버퍼실
(10)의 개구를 통해서 적어도 두 유니트를 연설한 것을 특징으로 하는 진공처리 장치.
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